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Abstract (en)
The method involves applying a voltage to the actuator (210) that is based on its individual voltage-dependent elongation characteristics, so as to
set the same spacing between the actuator and actuating element (230) for different actuators in a non-activated state. An independent claim is
included for an apparatus for positioning a piezoelectric actuator at a preset distance w.r.t. an actuating element of an injection valve.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Einstellen eines Leerhubes zwischen einem piezoelektrischen Aktor und einem Stellglied
eines Einspritzventils beschrieben. Bei der Einstellung des Leerhubes wird der piezoelektrische Aktor mit einer Spannung beaufschlagt und
die Position des piezoelektrischen Aktors festgelegt, wenn das Einspritzventil einen Einspritzvorgang beginnt. Zum Ausgleich unterschiedlicher
Langenausdehnungskoeffizienten verschiedener piezoelektrischer Aktoren wird ein fir den piezoelektrischen Aktor individuelle Spannung bei
der Einstellung des Leerhubes verwendet. Die Spannung wird vorab experimentell ermittelt. Somit ist eine prézise Einstellung der Leerhiibe der
Einspritzventile unabhangig von unterschiedlichen Langenausdehnungskoeffizienten der piezoelektrischen Aktoren méglich. <IMAGE>
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